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１．はじめに 

光の回折限界以下の線幅の光導波路として

プラズモン導波路が注目されている。プラズモ

ン導波路により信号処理回路を構成するには

共振器などの機能素子が必要である。我々はプ

ラズモン導波型共振器としては高い Q 値を示

し、小型、簡易構造である連結スタブ共振器に

注目している。構造の作製において作製時間が

かかる点と銀膜の不均一さから導波路に欠陥

が生じやすい点が問題となっていた。そこで本

研究ではプラズモン導波路に設置した連結ス

タブ共振器構造の作製上の問題を回避するこ

とを目的とする。 

２．作製・測定手法 

Si 基板に集束イオンビーム(FIB)を用いて幅

1.5 µm深さ 3 µmのV字溝を作製した。その後、

銀 250 nmを真空熱蒸着することにより、V字

導波路を作製した。V 字の角度は 30°(Fig.1)

であった。このプラズモン導波路にスタブ長 

1.5 µm、スタブ間 2.62 µmの連結スタブ共振器

を作製した。光学測定は光学顕微鏡下で導波路

の入力端に偏光のかかった近赤外レーザ光を

入射し出力端からの散乱光を近赤外 CCDで観

測する手法で行った。入射波長は 1.25 µm～

1.35 µmの間で変化させ、出力ポートの散乱ス

ペクトルを確認するとともに、数値計算シミュ

レーションの結果と比較を行った。 

 

Fig.1 SEM cross-section image of waveguide 

３．実験結果 

レーザ光を入射した際の光学像を図 2 に示

す。出力端で伝搬光を確認することができた。

また、10 分程度で作製することができ、作製

精度も向上した。本研究により、今回の作製効

率が向上させた導波路作製方法でも伝搬を確

認できた。 

 

Fig.2 (a) SIM image of waveguide before Ag 

deposition (b) Optical image illuminated at input 

port 
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